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Zespół dwóch cewek odchylających obrotowych
z kompensacją oddziaływania magnetycznego

pomiędzy nimi

Przedmiotem wynalazku jest zespół dwóch cewek
odchylających obrotowych z kompensacją oddziały¬
wania magnetycznego pomiędzy nimi, służący do
wytwarzania zobrazowania radiolokacyjnego typu
P i elektronowej linii namiarowej na ekranie lam¬
py elektronopromieniowej.

W znanych rozwiązaniach izespół cewek odchyla¬
jących obrotowych jest zbudowany z dwóch odręb¬
nych cewek umieszczonych współosiowo na szyjce
lampy elektronopromieniowej, przy czym każda
z cewek jest obracalna niezależnie. Cewki te są
zasilane z osobnych układów piłokształtnymi prze¬
biegami prądowymi na skutek czego następuje od¬
chylenie plamki świetlnej na ekranie. Cewki od¬
chylające są sterowane na przemian przebiegami
prądowymi. Wewnętrzna cewka odchylająca obraca
się synfazowo z anteną nadajnika radiolokacyjnego
dzięki czemu uzyskuje się zobrazowanie radiolo¬
kacyjne P. Natomiast cewka zewnętrzna wytwarza
na ekranie lampy linię namiarową. Wskutek ist¬
nienia sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewka¬
mi zewnętrzną i wewnętrzną, w czasie sterowania
przebiegiem prądowym cewki wewnętrznej induku¬
je się prąd w cewce zewnętrznej. Zaindukowany
prąd powoduje dodatkowe odchylenie plamki świet¬
lnej wzdłuż elektronowej linii namiarowej.

Wielkość i zwrot tego niepożądanego dodatkowe¬
go odchylenia plamki zależą od wzajemnego kąto¬
wego położenia cewek odchylających. Wielkość do¬
datkowego odchylenia w znanych rozwiązaniach
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jest ograniczona przez konstruowanie układów ste¬
rujących cewkę zewnętrzną z dużym nadmiarem
mocy, w stosunku do mocy potrzebnej do odchyle¬
nia plamki przez tę cewkę na promień ekranu.
Dodatkowe odchylenie plamki wskutek oddziały¬
wania pomiędzy cewkami powoduje zniekształcenie
zobrazowania P. Wadą tego znanego rozwiązania
jest to, że aby uzyskać niedostrzegalne wartości do¬
datkowego odchylenia wskutek sprzężenia magne¬
tycznego pomiędzy cewkami, należy stosować układ
sterujący cewką zewnętrzną o dużej mocy.

Celem wynalazku jest zmniejszenie dodatkowego
błędnego odchylenia plamki wskutek istnienia
sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewkami od¬
chylającymi obrotowymi, bez potrzeby stosowania
wzmacniacza o dużej mocy sterującej cewką zew¬
nętrzną.

Istota wynalazku polega na tym, że w zespole
dwóch cewek odchylających obrotowych umieszczo¬
nych współosiowo na szyjce lampy elektronopro¬
mieniowej i obracanych niezależnie względem osi
symetrii wzdłuż której przebiega strumień elektro¬
nowy, przy czym każda z cewek posiada uzwojenie
zasadnicze złożone z dwóch takich samych sekcji
leżących symetrycznie względem osi symetrii połą¬
czonych ze sobą szeregowo — cewka zewnętrzna
jest wyposażona w dodatkowe niezależne elektrycz¬
nie uzwojenie złożone z dwóch takich samych sekcji
leżących symetrycznie względem osi symetrii i po¬
łączonych ze sobą szeregowo, a umieszczonych po-

65 657



w
3

przecznie w stosunku do uzwojenia zasadniczego
i końce tego dodatkowego uzwojenia zamknięte są
na równolegle ze sobą połączone opornik i kon¬
densator, dzięki czemu uzyskuje się skompensowa¬
nie zniekształceń zobrazowania zależnych od wza¬
jemnego położenia cewek.

Wynalazek jest przykładowo wyjaśniony na ry¬
sunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat ideo¬
wy zespołu cewek odchylających, fig. 2 — przekrój
zespołu cewek w płaszczyźnie której leży oś syme¬
trii lampy elektronopromieniowej, fig. 3 — przekrój
zespołu cewek wzdłuż linii AA.

Zespół dwóch cewek odchylających obrotowych
według wynalazku jest umieszczony na szyjce lam¬
py elektronopromieniowej. Każda z cewek jest ob¬
racana niezależnie i sterowana przebiegiem prądo¬
wym z odrębnego układu odchylenia. Sterowanie
cewek jest dokonywane na przemian tak, iż zawsze
tylko w jednej cewce jest wymuszany przebieg
prądowy. Każda z cewek posiada uzwojenie zasad¬
nicze złożone z dwóch identycznych sekcji leżących
symetrycznie względem osi obrotu cewek i połą¬
czonych szeregowo.

W zespole cewek według wynalazku, cewka zew¬
nętrzna służąca do pisania linii namiarowej na
ekranie lampy elektronopromieniowej jest wypo¬
sażona w dodatkowe uzwojenie L3 złożone z dwóch
takich samych sekcji leżących symetrycznie wzglę¬
dem osi obrotu cewek umieszczonych poprzecznie
w stosunku do uzwojenia zasadniczego L2. Końce
5 i 6 tego dodatkowego uzwojenia są zamknięte na
równolegle ze sobą połączone opornik R i konden¬
sator C, których wartości dobierane są doświad¬
czalnie. Wskutek instnienia sprzężenia magnetycz¬
nego pomiędzy uzwojeniami zasadniczymi cewki
wewnętrznej i cewki zewnętrznej, indukuje się
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prąd w cewce zewnętrznej, gdy przez uzwojenie
cewki wewnętrznej płynie prąd odchylający plam¬
kę na ekranie lampy. Ten dodatkowo zaindukowa-
ny prąd powoduje błąd odchylenia plamki.

5 W zespole cewek według wynalazku, dzięki temu
że indukuje się również prąd w uzwojeniu dodat¬
kowym cewki zewnętrznej, którego sekcje są uło¬
żone poprzecznie w stosunku do sekcji uzwojenia
zasadniczego, błąd ten nie zależy od wzajemnego

10 kątowego położenia cewek odchylających. Błąd ten
posiada wartość stałą i można go całkowicie skom¬
pensować sterując cewką wewnętrzną przebiegiem
prądowym o odpowiednio dobranym kształcie.

15 Zastrzeżenie patentowe

Zespół dwóch cewek odchylających obrotowych
z kompensacją oddziaływania magnetycznego po¬
między nimi, umieszczonych współosiowo na

20 szyjce lampy elektronopromieniowej i obra¬
canych niezależnie względem osi symetrii wzdłuż
której przebiega strumień elektronowy, przy czym
każda z cewek posiada uzwojenie zasadnicze złożo¬
ne z dwóch takich samych sekcji leżących syme-

25 trycznie względem osi symetrii i połączonych sze¬
regowo ze sobą, znamienny tym, że cewka zew¬
nętrzna jest wyposażona w dodatkowe niezależne
elektrycznie uzwojenie (L3) złożone z dwóch takich
samych sekcji leżących symetrycznie względem osi

30 symetrii i połączonych ze sobą szeregowo, a umiesz¬
czonych poprzecznie w stosunku do uzwojenia
zasadniczego (L2) i końce (5) i (6) tego dodatkowe¬
go uzwojenia są równolegle połączone z opornikiem
(R) i kondensatorem (C), dzięki czemu uzyskuje

35 się skompensowanie zniekształceń zobrazowania za¬
leżnych od wzajemnego kątowego położenia cewek.
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Fig. 3
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